
20
23

00
06

7 
  

 A
1

202300067    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202300067 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2024.07.30

(22) Дата подачи заявки
2023.11.09

(51)  Int. Cl. G01B 9/02 (2022.01)
G01B 9/04 (2006.01)
G02B 21/14 (2006.01)

(54) ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МИКРОСКОП С КОМПЕНСАТОРОМ ОПТИЧЕСКОЙ
РАЗНИЦЫ ХОДА

(31) 2023117755
(32) 2023.07.05
(33) RU
(71) Заявитель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛЬСКИЙ
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД" ИМЕНИ Э.С.
ЯЛАМОВА" (АО "ПО "УОМЗ") (RU)

(72) Изобретатель:
Игнатьев Павел Сергеевич,
Правдивцев Андрей Витальевич,
Дедкова Нина Дмитриевна (RU)

(74) Представитель:
Дедкова Н.Д. (RU)

(57) Заявляемое изобретение относится к области микроскопии, а именно к интерференционным
просветным микроскопам, и предназначено для измерения оптической разницы хода в
полупрозрачных объектах при использовании набора объективов и предметных стекол различной
толщины или находящихся в жидкостном слое неизвестной толщины. Может быть применено
для исследования оптических свойств широкого круга микрообъектов, начиная от исследования
материалов и заканчивая биологическими объектами. Интерференционный микроскоп с
компенсатором оптической разницы хода содержит интерферометр, включающий светоделители
и опорное плечо с модулирующим зеркалом, оптическую систему, состоящую из объектива
и тубусного компонента, фотоприемник и компенсатор оптической разности хода, состоящий
из зеркала и механизмов продольного и поперечного перемещения. Заявленное изобретение
позволяет обеспечить возможность измерения оптической разницы хода в полупрозрачных
объектах при использовании набора объективов и предметных стекол различной толщины
или находящихся в жидкостном слое неизвестной толщины. Обладает универсальностью,
помехоустойчивостью, эксплуатационной надежностью и простотой обслуживания, снижает
затраты на расходные материалы и эксплуатацию оборудования. Заявленное изобретение является
результатом экспериментальных исследований на основе аттестованного метрологического
оборудования.
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